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oponentní posudek baka|ářské práce

',méno studenta: šimon syrovátka

oponent baka|ář5ké práce:119. '1i;1 146166, p6.p.

Bakalářská práce se Věnuje tématu ov|ivněnísmáčivosti povrchu |aserov'ím povrchorným
strukturováním (texturováním). cí|em práce bylo navrhnout, Vyrobit a otestovat povrchové
struktury, které by ov|ivnily smáčivost povrchu směrem k nesmáčivému.

5oučasný stav prob|ematikyje dobře popsán - odpovídá úrovnibaka|ářské práce' Text práceje
dobře upraven, obsahuje jen má|o přek|epů. Práce obsahuje ve|ké množství referencí(25). struktura
práceje v pořádku. cíl práce by|spIněn. Práce přispÍVá k poznánív dané přoblematice'

K práci mám nás|eduj ící záVažné připomínky:

. Reference 1, 8, 13, 15, 19, 20 a da|ší nejsou úp|né. Většinou chybí časopis a svazek,
případně rok Wdání.

. str' 26, obr' 24: Laserové stopy by|y vytvořeny jedním pu|zem nebo více pu|zy
dopadajícími na stejné místo? lak by| určován průměr stopy? Pod|e hIoubkového profi|u? Na
jaké úrovnih|oubky?

. Vychází rovnice (1} až (5) z nějaké pub|ikace? Pokud ano, je třeba zdroj ocitovat' Pokud
ne, by|o by dobré vysvět|it, pročjsou zvo|eny právě takto (např. rovnice {1)a {a)).

. str. 27: Nejsou uvedeny v.ýs|edky Eth, ro a Fih' Pod|e textu pÍáce by|ojejich ziištění
dů|ežjÚm křokem a dá|e 5e z nich vychází.

. str' 28 a 30: Nejsou napsány konkrétníparametry |aseÍového procesu (ener8ie pu|su,
frekvence, překryv, počet opakování) -jsou uvedeny pouze rozsahy'

. K obrázkům z 3D profi|ometru {obř' 26-30) bY by|o dobré přidat 8raÍy čároýých profilů,
aby by|o možné porovnat geometriiVytvořené struktury sjejím návrhem.

Event' pokračová n í textu na DřiloženÝch Iistech.
Navrhovaná ýs|edná klasifikace: VeImi dobře
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Pokročovóní

Dá|é méně závažné připomínky:

. str. 10 střed: struktura na obr. 5 je pravděpodobně vytvořena pro snížení odrazivosti (viz

Iegenda u obrázku), ne ke zv.ýšení.
. str. 12do|eI Dnešní pevno|átkové |aserymajíjiž Účinnost 20-30/0, cožjiž neníVeIice ma|é.
. str' 13 do|e: Pojem ,,FrequencY se|ective surfaces,,je spíše typ povrchov.ých struktur než

výro b n í technoIogie.
. str. 15, nahoře: Text,,skenovací hlavy zaostřují |aserové spoty do ré|ativně Ve|kých rozměrů,,

je překvapující. Většinou zaostřujído ma|ých rozměrů'
. str' 35 nahoře: Tvrzení,,Ize tvrdit, že etaIonový povrch je náchy|ný k většíproměnIivosti úhIu

smáčivostiV čase',,se nezdá b.lt dobře pod|ožené'

Na konci uvádím doporučení pro studenta pro da|ší prá.e:

. str. 27 do|e: Pro Iaseróvé procesy s puIzními IaserYje dů|ežitá je ener8ie v pu|zu a opakovácí
frekvence a až potom z nich vyjde přůměrný v'ýkon.

. str ' 28.30, obr. 26-30: Každý obrázekje nasnímán z j iného úhIu a neníu nich měřítko V osách
xaY .

. obr' 26.35: Nenítřeba ke každémU obrázku psát, že je nasnímán pomocí zařízením A|iconá,
to stačí uvést v popisu experimentá|ních metod.


